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セラミックウィスカーを励起源とする
マイクロ波誘起常圧 Arプラズマの発生と制御
清 水 康 博* ･山 本 康 正**





















































































































undopedβ一SiCwhisker 102-103 0 0
N-doped 102-103 0 0
Plloped 102-104 0 0
undopedln203Whisker 100-101 0 0
Sn-doped(1-5wt%) 1021103 0 0
GeJoped(I-5wt%) 103-104 0 0
undopedSnO2Whisker lO~2-101 × ×
CrJoped(1-5Wt%) 10~3-10~5 × ×














































































で100-101 S cm-1と比較的高い導電率を示 した｡Sn
や Geを添加することにより導電率はそれぞれ102-





Arプラズマス トリークは持続 したO無添加 In203ウ
ィスカーから空気流通下で発生 したN2プラズマおよ
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Fig.4.Variation in length ofArplasma streak
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Fig.5.Variation in length ofArplasmastreak
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Fig.6.Variationinlength ofArplasmasteak
generated from p-Sic whiskerwith
amountsofgasesmixedtoArflowingata
rateof1000mlmin-1(microwavepower:100W).
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